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DESCRIPCION
Plataforma elevadora.

La presente invencion concierne a una plataforma elevadora con un equipo de medida que determina con mucha
precision una altura de elevacion de la plataforma elevadora y esta al mismo tiempo exento de desgaste y requiere
poco mantenimiento.

Las plataformas elevadoras conocidas presentan dispositivos de medida para determinar la altura de elevacion de la
plataforma elevadora que pueden ser, por ejemplo, ruedas de friccion que ruedan en un pistdon de una unidad de
elevacion de la plataforma elevadora y, por tanto, determinan la altura de elevacién de la plataforma elevadora a
través del movimiento del piston. No obstante, la rueda de friccién es propensa al desgaste y tiene que mantenerse
con regularidad, ya que un ensuciamiento del piston puede conducir también a un ensuciamiento de la rueda de
friccion. Ademas, la medicion no tiene precision en ciertas circunstancias.

Asimismo, se conocen emisores incrementales 6pticos 0 magnéticos que captan marcas en el vastago de piston. Sin
embargo, tienen que disponerse para ello las marcas de una manera costosa en el vastago de pistén, por ejemplo
fresandose ranuras o incrustandose materiales magnéticos. La precision de medida esté limitada especialmente por
el hecho de que las distancias entre las marcas no pueden realizarse arbitrariamente pequefias o el nimero de
marcas no es arbitrariamente grande.

Por el contrario, en plataformas elevadoras con dispositivos de medida que leen marcas de valor absoluto, la
resolucion de los valores de medida obtenibles viene limitada por el nimero de marcas.

El documento EP 2 113 482 Al concierne a una plataforma elevadora con un elemento de soporte y un equipo
elevador que comprende un actuador. Asimismo, esta previsto un equipo de medida para captar una altura de
elevacion. Ademas, se muestra una unidad de evaluacién para evaluar las sefiales del equipo de medida. El equipo
de medida esta formado por una unidad de emisiéon y una unidad de recepcion, enviando la unidad de emision
sefiales a la unidad de recepcién sin contacto, por ejemplo en forma de un rayo laser y/o una sefial de infrarrojos,
estando prevista la unidad de emision, por ejemplo, en el suelo de la nave de un taller y estando prevista la unidad
de recepcién, por ejemplo, en el lado inferior de una viga de una unidad elevadora adicional.

El problema de la invencion consiste en crear una plataforma elevadora en la que se pueda determinar con mas
precision la altura de elevacion de una manera mas exenta de desgaste y mas pobre en mantenimiento.

El problema de la invencion se resuelve con las caracteristicas de las reivindicaciones independientes. En las
reivindicaciones subordinadas se describen caracteristicas de ejemplos preferidos de la presente invencion.

La plataforma elevadora segun la invencion puede presentar al menos un primer elemento de soporte. Asimismo, la
plataforma elevadora puede comprender un equipo elevador que puede presentar un primer actuador y un primer
equipo de medida. El primer equipo de medida puede presentar un portador de sefial de forma de varilla. Asimismo,
puede estar previsto un contraelemento exento de contacto. Un movimiento de una parte movil del primer actuador
puede conducir a un movimiento relativo entre el portador de sefial de forma de varilla y el contraelemento exento de
contacto. Un detector puede captar este movimiento relativo y retransmitir o entregar sefiales a una unidad de
evaluacion. La unidad de evaluacién puede determinar una posicién real del primer elemento de soporte basandose
en las sefiales del detector. El detector puede ser parte del primer equipo de medida.

En forma de varilla pretende significar que la dimensién de una seccion transversal es despreciable en comparacion
con la longitud axial. La forma de la seccidn transversal no esta prefijada. Sin embargo, la seccién transversal
presenta de preferencia una forma sustancialmente circular.

El movimiento relativo puede ser generado por un movimiento del portador de sefial de forma de varilla cuando el
contraelemento exento de contacto es estacionario, o puede ser generado por un movimiento del contraelemento
exento de contacto cuando el portador de sefial de forma de varilla es estacionario.

Se consigue una alta precisién de medida, ya que se hace posible una medicion continua de la posicién real, es
decir, por ejemplo, de la altura de elevacién, del primer elemento de soporte. Por tanto, se puede garantizar, por
ejemplo, el sincronismo entre dos primeros elementos de soporte. El portador de sefial de forma de varilla y el
contraelemento exento de contacto no estan en contacto uno con otro, de modo que no se presenta desgaste en
estas piezas. La generacion de los impulsos y la deteccion de éstos funcionan fiablemente también, por ejemplo, en
un ambiente de taller en el que existe el peligro de ensuciamiento de la plataforma elevadora o su equipo de medida
por, por ejemplo, aceites y grasas. Esto reduce el coste de mantenimiento. Ademas, la plataforma elevadora tiene la
ventaja de que no son necesarias marcas que tengan que ser leidas. Ademas, las fugas de aceite, por ejemplo en
las tuberias hidraulicas, no conducen a un menoscabo del sincronismo de dos primeros elementos de soporte.

Asimismo, basandose en posiciones relativas del contraelemento con respecto al portador de sefial se puede
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determinar la posicion real del al menos un primer elemento de soporte.
Esto puede ser realizado, por ejemplo, por la unidad de evaluacion con un coste de calculo minimo.

Asimismo, el contraelemento exento de contacto estd dispuesto sin contacto alrededor del portador de sefial de
forma de varilla. El contraelemento exento de contacto puede ser, ademas, de forma anular. A lo largo y alrededor
del portador de sefial de forma de varilla se genera un primer campo electromagnético por el contraelemento exento
de contacto.

El contraelemento exento de contacto puede ser, por ejemplo, un iman anular o puede ser anular y presentar uno o
varios imanes. El iman o los imanes pueden ser imanes permanentes o electroimanes. En el caso de electroimanes
puede estar prevista una linea de alimentacion eléctrica. El campo electromagnético puede ser, por ejemplo, un
campo magnético. La generacion del campo electromagnético por el contraelemento exento de contacto puede
materializarse también de forma fiable y con poco mantenimiento en un ambiente en el que no pueda evitarse del
todo una eventual contaminacion del contraelemento exento de contacto con suciedad.

Asimismo, el primer equipo de medida de la plataforma elevadora puede presentar un emisor de impulsos. El emisor
de impulsos puede alimentar un primer impulso al portador de sefial de forma de varilla. El primer impulso puede
generar un segundo campo electromagnético en sentido radial con respecto al portador de sefial de forma de varilla.
El primer impulso puede desencadenar un segundo impulso cuando los campos electromagnéticos del primer
impulso y del contraelemento exento de contacto se encuentren uno con otro. El segundo impulso puede correr por
el portador de sefial de forma de varilla a partir de la posicion relativa del contraelemento exento de contacto con
respecto al portador de sefial de forma de varilla. Asimismo, el detector puede detectar el segundo impulso. El
detector puede transmitir también a la unidad de evaluacién una duracién en tiempo entre la alimentacion del primer
impulso y la deteccion del segundo impulso.

El segundo impulso es, por ejemplo, una onda ultrasénica. En principio, puede ser conveniente cualquier onda
sonica o cualquier excitacion de fonones, especialmente excitacion acuUstica de fonones. La generacion de un
segundo impulso por el encuentro mutuo de los dos campos electromagnéticos no trae consigo desgaste de ninguna
clase. La posicién relativa del contraelemento exento de contacto con respecto al portador de sefial de forma de
varilla puede determinarse con mucha exactitud sin escalones y sin contacto.

El equipo elevador de la plataforma elevadora puede presentar, ademas, al menos dos primeros brazos de
pantdgrafo. Los primeros brazos de pantdgrafo pueden estar dispuestos de manera basculable uno respecto de otro
por medio de una primera articulacion. Los al menos dos primeros brazos de pantégrafo puede estar montados en
un elemento de base y en el al menos un primer elemento de soporte. El montaje puede ser tal que, mediante un
movimiento de la parte movil del primer actuador, se pueda subir o bajar el al menos un primer elemento de soporte
por medio de los al menos dos brazos de pantografo.

El equipo elevador no se limita a un equipo elevador de pantdgrafo; puede estar prevista también, por ejemplo, una
disposicién de columna elevadora.

Asimismo, puede estar previsto un equipo elevador de liberacién de ruedas. El equipo elevador de liberacién de
ruedas puede comprender al menos un segundo elemento de soporte, al menos dos segundos brazos de
pantografo, una segunda articulacion y un segundo actuador. Los al menos dos segundos brazos de pantégrafo
pueden estar montados en el al menos un primer elemento de soporte y el al menos un segundo elemento de
soporte de tal manera que el al menos un segundo elemento de soporte pueda ser subido o bajado con relacion al al
menos un primer elemento de soporte. Esto puede ser provocado por el movimiento de una parte movil del segundo
actuador.

El equipo elevador de liberacion de ruedas de la plataforma elevadora es accional. Los elementos de soporte
primero y segundo pueden activarse y trasladarse independientemente uno de otro. Por tanto, se garantiza una alta
flexibilidad al ajustar la altura de elevacion total de la plataforma elevadora.

Asimismo, el equipo elevador de liberacion de ruedas de la plataforma elevadora puede presentar un segundo
equipo de medida. El segundo equipo de medida esta construido como el primer equipo de medida y puede captar,
por ejemplo, la posicion real del segundo elemento de soporte con relacién con el primer elemento de soporte.

Por tanto, las posiciones reales de ambos elementos de soporte, el primero y el segundo, pueden ser determinadas
independientemente una de otra. Pueden estar previstas una o varias unidades de evaluacion. Por medio de la
unidad de evaluacion se puede determinar la altura de elevacion acumulada, es decir, una altura de elevacion total,
basandose en los resultados de medida de los equipos de medida.

El primer equipo de medida puede estar dispuesto dentro del primer actuador. El contraelemento exento de contacto
puede estar dispuesto dentro de una contrapieza del actuador. El portador de sefial de forma de varilla puede ser
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igualmente la parte movil del primer actuador.

Por supuesto, el segundo equipo de medida puede estar incorporado o integrado idénticamente en el segundo
actuador.

Mediante una variante de la plataforma elevadora se hace posible una fabricacion especialmente barata, ya que, por
ejemplo, el piston del actuador puede servir al mismo tiempo como parte del equipo de medida. Se puede prescindir
de pasos de trabajo separados para disponer marcas o similares en el piston.

Sin embargo, el primer equipo de medida puede estar dispuesto también adicionalmente al primer actuador en el
equipo elevador, por ejemplo en paralelo con el mismo.

Esto es ventajoso cuando es necesaria una fabricacion modular de la plataforma elevadora, es decir, cuando, por
ejemplo, el equipo de medida y el equipo elevador tienen que ser fabricados independientemente uno de otro.

Asimismo, el equipo de medida puede estar dispuesto en el elemento de base de tal manera que se determine el
movimiento o un recorrido de traslacién de un cojinete liso.

El equipo de medida puede estar dispuesto, por ejemplo, entre un extremo del elemento de base y el cojinete liso.
Obteniendo el recorrido de traslacién del cojinete liso se puede determinar, por ejemplo, la posicion real del primer
elemento de soporte.

Resumiendo, la plataforma elevadora segun la invencion tiene asi las ventajas de que la medicion de la altura de
elevacion se efectlia en cualquier momento con alta precision, incluso en caso de ensuciamiento de la plataforma
elevadora o de una fuga de aceite. La plataforma elevadora requiere poco mantenimiento, ya que el equipo de
medida normalmente muy propenso a mantenimiento trabaja sin desgaste y funciona fiablemente incluso con
componentes ensuciados.

En lo que sigue se describe la invencion a modo de ejemplo con referencia a los dibujos esqueméaticos adjuntos.
Muestran:

La figura 1, una vista en perspectiva de un dispositivo elevador segin la invencion,
La figura 2, una vista lateral de un dispositivo elevador segun la invencién y
La figura 3, un dibujo esquemético de un primer equipo de medida de un dispositivo elevador segun la invencion.

La figura 1 muestra una plataforma elevadora de pantdgrafo segin la invencion que comprende dos primeros
elementos de soporte 1. Los primeros elementos de soporte 1 sirven, por ejemplo, para la subida o bajada de
cargas, especialmente vehiculos automoviles.

Los primeros elementos de soporte 1 forman cada uno de ellos un primer carril de rodadura 1a que se muestra como
una chapa plegada. El primer carril de rodadura la presenta una escotadura 1b que sirve para recibir un equipo
elevador R de liberacion de ruedas.

Como alternativa, los elementos de soporte pueden presentar también el primer carril de rodadura 1a y un bastidor.
El primer carril de rodadura la puede estar colocado entonces dentro del bastidor, por ejemplo con un ajuste exacto,
y puede ser retenido en el mismo, por ejemplo, mediante un acoplamiento de complementariedad de forma o de
complementariedad de fuerza. El primer carril de rodadura la puede estar dispuesto en el bastidor de una manera
facilmente recambiable. Asimismo, el lado superior del primer carril de rodadura incrustado 1a puede quedar a haces
con el lado superior del bastidor.

En los lados inferiores de los primeros elementos de soporte 1 esta dispuesto un respectivo equipo elevador H. El
equipo elevador H comprende dos primeros brazos de pantografo 4, 5 que estan unidos uno con otro
sustancialmente a la mitad de su longitud de una manera basculable por medio de una primera articulacion 6. Los
primeros brazos de pantdgrafo 4, 5 estdn montados entre un elemento de base 7 y el primer elemento de soporte 1
en un extremo de los brazos de pantégrafo por medio de unos primeros cojinetes lisos 4a, 5a y en el otro extremo de
los brazos de pantdgrafo por medio de unos primeros cojinetes de giro 4b, 5b. Los primeros cojinetes lisos 4a, 5a
comprenden, por ejemplo, un eje y unos tacos deslizantes o rodillos fijados al mismo, que estan montados de
manera horizontalmente desplazable en la guia 16. La guia 16 se muestra Unicamente para el elemento de base 7.
Asimismo, en el primer elemento de soporte 1 esta dispuesta una guia no mostrada. Puede estar previsto cualquier
otro montaje de los primeros brazos de pantografo 4, 5 o cualquier otra disposicion de cojinetes lisos y cojinetes de
giro que garantice una subida o bajada de los primeros elementos de soporte 1 por medio de los primeros brazos de
pantografo 4, 5.

El equipo elevador H comprende también un primer actuador 2 que incluye sustancialmente una primera pieza movil
2a y una primera contrapieza 2b. La primera pieza movil 2a del primer actuador 2 puede ser, por ejemplo, un pistén
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y la contrapieza puede ser, por ejemplo, un cilindro. El primer actuador 2 puede ser accionado, por ejemplo, por via
hidraulica.

El primer actuador 2 esta unido mediante un respectivo extremo con un respectivo brazo de los primeros brazos de
pantografo 4, 5 de una manera giratoria con ayuda de unas primeras articulaciones de actuador 2c, 2d. Por medio
del actuador 2 se puede efectuar un despliegue de los primeros brazos de pantégrafo 4, 5, por ejemplo mediante
una traslacion de la primera pieza movil 2a con relacion a la primera contrapieza 2b, y se puede producir asi una
subida o bajada de los primeros elementos de soporte 1.

La figura 1 muestra que una de las dos primeras articulaciones 2d del actuador esta dispuesta en una palanca
desplegadora 15. La palanca desplegadora 15 estad montada en uno de los primeros brazos de pantégrafo, 4, 5 por
encima de la primera articulaciéon 6 de una manera giratoria por medio de un cojinete 15a de la palanca
desplegadora. La palanca desplegadora 15 puede estar montada en cualquier posicion conveniente de los primeros
brazos de pantdgrafo 4, 5.

Asimismo, la figura 1 muestra el equipo elevador R de liberacion de ruedas por medio del cual se puede variar una
posicion de un segundo elemento de soporte 8 con relacion el primer elemento de soporte 1, por ejemplo por subida
0 bajada del segundo elemento de soporte 8. El equipo elevador R de liberacion de ruedas esta dispuesto en la
escotadura 1b del primer elemento de soporte 1. Preferiblemente, el segundo elemento de soporte 8 puede
posicionarse con relacion al primer elemento de soporte 1 de tal manera que en una posicién basica la superficie de
unos segundos carriles de rodadura 8a, 8b esté a haces con la superficie del primer carril de rodadura la. Los
segundos carriles de rodadura 8a, 8b pueden estar montados de manera horizontalmente desplazable sobre el
segundo elemento de soporte 8. Se puede efectuar una inmovilizacién de los segundos carriles de rodadura 8a, 8b
en una posicién horizontal con relacion al segundo elemento de soporte 8, por ejemplo mediante un acoplamiento de
complementariedad de fuerza o de complementariedad de forma.

Como muestran las figuras 1 y 2, el equipo elevador R de liberaciéon de ruedas comprende al menos dos segundos
brazos de pantdgrafo 9, 10 que estan montados de manera basculable por medio de una segunda articulacién 11, y
un segundo actuador 12 que comprende una segunda pieza movil 12a y una segunda contrapieza 12b. El segundo
actuador 12 esta unido de manera giratoria en cada uno de sus extremos 12c, 12d con el primer elemento de
soporte 1 y con uno de los segundos brazos de pantdgrafo 9, 10, respectivamente. Los segundos brazos de
pantdgrafo 9, 10 estan unidos por medio de unos segundos cojinete lisos 9a, 10a y unos segundos cojinetes de giro
9b, 10b con el segundo elemento de soporte 8 y el primer elemento de soporte 1, respectivamente. Los tacos
deslizantes o los rodillos de los segundos cojinetes lisos 9a, 10a pueden estar montados en forma horizontalmente
guiada. Por tanto, se puede materializar una subida del equipo elevador R de liberacion de ruedas con relacion al
primer elemento de soporte 1, por ejemplo mediante una extension de la segunda pieza movil 12a del actuador 12
hacia fuera de la segunda contrapieza 12b.

Asimismo, las figuras 1 y 2 muestran una cadena energética 14 que esta dispuesta entre uno de los primeros brazos
de pantégrafo 4, 5 y el elemento de base 7. Dentro de la cadena energética 14 estan dispuestas unas conducciones
de alimentacion no mostradas, por ejemplo unas lineas eléctricas.

La figura 2 muestra la plataforma elevadora segin la invencidon en una vista lateral. Los primeros brazos de
pantografo 4, 5 se muestran basculados uno respecto de otro. La cadena energética 14 une de manera flexible uno
de los primeros brazos de pantografo 4, 5 con el elemento de base 7. Asimismo, el equipo elevador R de liberacion
de ruedas se muestra en una posicion elevada, en la que esta extendida hacia fuera la segunda pieza movil 12a del
segundo actuador 12 y éste ejerce asi sobre uno de los dos brazos de pantografo 9, 10 una fuerza que conduce a la
subida del segundo elemento de soporte 8.

La figura 3 muestra un primero y un segundo equipos de medida de recorrido 3, 13 que, en una variante de la
plataforma elevadora segun la invencién mostrada en las figuras 1 y 2, pueden estar integrados en el primero y en el
segundo actuadores 2, 12, respectivamente. El equipo de medida 3, 13 comprende un portador de sefial 3a de
forma de varilla que va guiado sin contacto en un contraelemento 3b exento de contacto. Es variable una posicion
relativa entre el portador de sefial 3a de forma de varilla y el contraelemento 3b exento de contacto. El
contraelemento 3b exento de contacto es preferiblemente de forma anular. El portador de sefial 3a de forma de
varilla esta dispuesto entonces, por ejemplo, dentro de la abertura anular del contraelemento 3b exento de contacto.
El portador de sefial 3a de forma de varilla es preferiblemente de un material ferromagnético. El contraelemento 3b
exento de contacto es preferiblemente un iman, por ejemplo un iman permanente o un electroiman, o bien
comprende un iman.

El contraelemento 3b exento de contacto genera en su posicién relativa con respecto al portador de sefial 3a de
forma de varilla un primer campo electromagnético que preferiblemente es un campo magnético. El primer campo
electromagnético esta dispuesto aqui a lo largo y alrededor del portador de sefial 3a de forma de varilla,
preferiblemente en forma de anillo.

Asimismo, el equipo de medida 3, 13 comprende una unidad de evaluacion no mostrada, un detector 3c y un emisor
5
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de impulsos 3d. El emisor de impulsos 3d estd dispuesto en el portador de sefial 3a de forma de varilla de tal
manera que el emisor de impulsos 3d pueda alimentar un primer impulso electromagnético 11 al portador de sefial 3a
de forma de varilla.

El primer impulso electromagnético |11 es preferiblemente un impulso de corriente eléctrico o una corriente eléctrica.
El emisor de impulsos 3d es entonces preferiblemente una fuente de corriente eléctrica que puede alimentar, por
ejemplo, corriente en forma pulsada al portador de sefial 3a de forma de varilla. El primer impulso |1 genera
radialmente alrededor del portador de sefial 3a de forma de varilla un segundo campo electromagnético que
preferiblemente es un campo magnético. Con el primer impulso I1 el segundo campo electromagnético corre a lo
largo del portador de sefal 3a de forma de varilla y genera, al encontrarse con el primer campo electromagnético, un
segundo impulso 12 en el portador de sefial 3a de forma de varilla.

El segundo impulso 12 es preferiblemente un impulso de torsidbn que se mueve como una onda sénica o una onda
ultrasonica o como un fonén excitado en el portador de sefial 3a de forma de varilla. El detector 3c, que esta
dispuesto preferiblemente en el extremo del portador de sefial 3a de forma de varilla opuesto al emisor de impulsos
3d detecta el segundo impulso I12. A este fin, el detector 3c puede presentar una unidad que mida, por ejemplo,
ondas sonicas y las convierta en sefiales eléctricas.

Cuando el detector 3c ha detectado el segundo impulso 12, envia una sefial a la unidad de evaluacién. Esto puede
efectuarse por cable o sin cable. Por tanto, la unidad de evaluacion puede estar dispuesta en el equipo de medida 3,
13 o puede estar separada o distanciada de éste.

La sefial que transmite el detector 3¢ a la unidad de evaluacién contiene informaciones referentes a la duracién en
tiempo o la diferencia de tiempo entre el instante de la alimentacion o la emisién del primer impulso 11 y el instante
de la deteccion del segundo impulso I2. La unidad de evaluacién puede deducir de esto la posicion relativa entre el
portador de sefial 3a de forma de varilla y el contraelemento 3b exento de contacto.

Asimismo, el portador de sefial 3a de forma de varilla puede presentar también unas secciones de amortiguacion en
las que se debilite el segundo impulso I12. Preferiblemente, las secciones de amortiguaciéon estan dispuestas en los
extremos del portador de sefial 3a de forma de varilla.

Como alternativa, se puede efectuar también una medicién de la altura de elevacién basandose en una medicién de
resistencia eléctrica. A este fin, se sustituye el contraelemento 3b exento de contacto por un contraelemento de
contacto que esté en contacto eléctrico con el portador de sefial 3a de forma de varilla o, por ejemplo, directamente
con el vastago de piston de un actuador 2. El emisor de impulsos 3d y el detector 3c se sustituyen por terminales
eléctricos en los extremos del portador de sefial 3a de forma de varilla. Mediante un movimiento relativo del
contraelemento de contacto con respecto al emisor de sefial 3a de forma de varilla se varia la resistencia eléctrica
entre los dos extremos exteriores y el contraelemento de contacto. Se puede deducir de ello la posicion del
contraelemento de contacto con respecto al emisor de sefial 3a de forma de varilla.

En la variante de la plataforma elevadora segun la invencion representada en las figuras 1y 2 el equipo de medicion
3, 13 esta integrado en el primero y el segundo actuadores 2, 12, respectivamente. En este caso, se tiene que, por
ejemplo, la primera pieza moévil 2a del primer actuador 2 es al mismo tiempo el portador de sefial 3a de forma de
varilla. En la primera contrapieza 2b esta dispuesto en posicion fija, por ejemplo, el contraelemento 3b exento de
contacto. El emisor de impulsos 3d y el detector 3c estan dispuestos en este caso en los respectivos extremos de la
primera pieza movil 2a.

Como alternativa, el equipo de medida 3, 13 puede estar integrado también en el primer actuador 2 de tal manera
que el portador de sefial 3a de forma de varilla y la primera pieza mévil 2a sean dos piezas. En este caso, el
portador de sefial 3a de forma de varilla puede estar dispuesto en forma movil con relacién al contraelemento
estacionario 3b exento de contacto o bien, como alternativa, puede estar dispuesto en posicidon estacionaria con
respecto al contraelemento movil 3b exento de contacto.

Se posibilita la determinacién de una posicion real de los elementos de soporte 1, 8 haciendo que la unidad de
evaluacion determine en base a la sefial o las sefiales del detector 3c al menos una posicion relativa del
contraelemento 3b exento de contacto con respecto al portador de sefial 3a de forma de varilla, que puede
corresponder a la pieza mévil 2a o 12a. A este fin, basandose, por ejemplo, en la posicion relativa o en una
diferencia entre posiciones relativas, se determina, por ejemplo, una longitud de la pieza mévil 2a o0 12a que permite
el célculo de la posicién real de los elementos de soporte 1, 8 o la posicion real de uno de los elementos de soporte
1, 8. Como alternativa, la posicién relativa o la diferencia de las posiciones relativas pueden convertirse también
directamente en la posicion real, por ejemplo a través de una correlacidon conocida que, por ejemplo, puede ser
especifica de la plataforma elevadora.

El equipo de medida 3, 13 puede estar dispuesto también por fuera de los actuadores 2, 12. La posicion real de los
elementos de soporte 1, 8 se determina entonces por la unidad de evaluacion mediante una correlacién —
previamente conocida o ingresada en la unidad de evaluacion — entre la posicion relativa del portador de sefial 3a de

6



10

15

20

25

30

35

40

45

ES 2531133713

forma de varilla con respecto al contraelemento 3b exento de contacto o la longitud del actuador 2, 12. Por ejemplo,
el equipo de medida 3, 13 puede estar dispuesto en paralelo con el actuador 2, 12 o bien entre el elemento de base
7'y, por ejemplo, el cojinete liso 5a.

Cuando estan previstos para el equipo elevador H y el equipo elevador R de liberacion de ruedas unos respectivos
primero y segundo equipos de medidas 3, 13, pueden estar previstas entonces una o varias unidades de evaluacion.
La unidad de evaluacion puede determinar y emitir entonces una posicién real acumulada o una altura de elevacién
total de la plataforma elevadora.

Las figuras 1 y 2 muestran una plataforma elevadora de pantégrafo. Como alternativa, el equipo de medida 3, 13
puede combinarse, por ejemplo, con una plataforma elevadora de columna u otro dispositivo elevador.

Resumiendo, la plataforma elevadora hace posible con el equipo de medida una medicién de alta precisién de la
altura de elevacién de la plataforma elevadora o de la posicién real del elemento o los elementos de soporte. Esto se
efectia sin desgaste. Por tanto, la plataforma elevadora y especialmente el equipo de medida requieren poco
mantenimiento.

1 Primer elemento de soporte

la Primer carril de rodadura

1b Escotadura

2 Primer actuador

2a Pieza mévil del primer actuador

2b Contrapieza del primer actuador
2c,d Articulacones del actuador

3 Equipo de medida

3a Portador de sefial de forma de varilla
3b Contraelemento exento de contacto
3c Detector

3d Emisor de impulsos

4,5 Primeros brazos de pantografo

4a, 5a Primeros cojinetes lisos

4b, 5b Primeros cojinetes de giro

6 Primera articulacion

7 Elemento de base

8 Segundo elemento de soporte

8a, 8b Segundos carriles de rodadura

9, 10 Segundos brazos de pantdgrafo

9a, 10a Segundos cojinetes lisos
9b, 10b Segundos cojinetes de giro

11 Segunda articulacion

12 Segundo actuador

12a Pieza mévil del segundo actuador
12b Contrapieza del segundo actuador
12c,d Extremos/cojinetes del segundo actuador
13 Segundo equipo de medida

14 Cadena energética

15 Palanca desplegadora

15a Cojinete de la palanca desplegadora
16 Guia

11 Primer impulso

12 Segundo impulso
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REIVINDICACIONES
1. Plataforma elevadora que comprende
- al menos un primer elemento de soporte (1),
- un equipo elevador (H) del al menos un primer elemento de soporte (1) que comprende un primer actuador (2), y
- un primer equipo de medida (3) que presenta
- un portador de sefial (3a) de forma de varilla,

- un contraelemento (3b) exento de contacto que esta dispuesto con relacién al portador de sefial (3a) de
forma de varilla, conduciendo un movimiento de una pieza movil (2a) del primer actuador (2) a un movimiento
relativo del portador de sefial (3a) de forma de varilla y del contraelemento (3b) exento de contacto, y

- una unidad de evaluacién que, basandose en sefiales de un detector (3c) que capta el movimiento relativo,
determina una posicion real del al menos un elemento de soporte (1), caracterizada por que

- el contraelemento (3b) exento de contacto esta dispuesto sin contacto alrededor del portador de sefial (3a)
de forma de varilla y genera un primer campo electromagnético a lo largo y alrededor del portador de sefial
(3a) de forma de varilla.

2. Plataforma elevadora segun la reivindicacién 1, caracterizada por que, basandose en posiciones relativas del
contraelemento (3b) con respecto al portador de sefal (3a), se determina la posicién real del al menos un elemento
de soporte (1).

3. Plataforma elevadora segun al menos una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que el primer
equipo de medida (3) comprende también

- un emisor de impulsos (3d) que alimenta un primer impulso (11) al portador de sefial (3a) de forma de varilla y el
primer impulso (11) genera un segundo campo electromagnético en sentido radial con respecto al portador de sefial
(3a) de forma de varilla, y el detector (3c) detecta un segundo impulso (I12) que se genera por el encuentro mutuo de
los campos electromagnéticos primero y segundo y que, partiendo de la posicién relativa del contraelemento (3b)
exento de contacto con respecto al portador de sefial (3a) de forma de varilla, circula por dicho portador (3a) de
forma de varilla, y

- el detector (3c) transmite a la unidad de evaluacion una duracion en tiempo entre la alimentacion del primer
impulso (I11) y la deteccion del segundo impulso (12).

4. Plataforma elevadora segun la reivindicacion 1, caracterizada por que el equipo elevador (H) presenta también al
menos dos primeros brazos de pantégrafo (4, 5) que estan dispuestos de manera basculable uno respecto de otro
por medio de una primera articulacion (6), y el primer actuador (2) y los al menos dos primeros brazos de pantografo
(4, 5) estan montados en un elemento de base (7) y en el al menos un primer elemento de soporte (1) de tal manera
gue, debido al movimiento de la pieza movil (2a) del primer actuador (2), el al menos un primer elemento de soporte
(1) sea subido y bajado por medio de los al menos dos primeros brazos de pantografo (4, 5).

5. Plataforma elevadora segin al menos una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por un equipo
elevador (R) de liberacion de ruedas que comprende al menos un segundo elemento de soporte (8), al menos dos
segundos brazos de pantégrafo (9, 10), una segunda articulaciéon (11) y un segundo actuador (12), y los al menos
dos segundos brazos de pantografo (9, 10) estdn montados en el al menos un primer elemento de soporte (1) y el al
menos un segundo elemento de soporte (8) de tal manera que, al moverse una pieza movil (12a) del segundo
actuador (12), el al menos un segundo elemento de soporte (8) sea subido o bajado con relacion al al menos un
primer elemento de soporte (1) por efecto de la basculacion de los al menos dos segundos brazos de pantégrafo (9,
10) alrededor de la segunda articulacion (11).

6. Plataforma elevadora segun al menos una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por un segundo
equipo de medida (13) conforme al primer equipo de medida (3) segun las reivindicaciones anteriores, estando
dispuesto el segundo equipo de medida (13) entre el al menos un primer elemento de soporte (1) y el al menos un
segundo elemento de soporte (8) de tal manera que el segundo equipo de medida (13) determine una altura de
elevacion relativa del al menos un segundo elemento de soporte (8) con respecto al al menos un primer elemento de
soporte (1).

7. Plataforma elevadora segun al menos una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que el primer
equipo de medida (3) estéa dispuesto dentro del primer actuador (2), estando dispuesto el contraelemento (3b) exento
de contacto dentro de una contrapieza (2b) del actuador (2) y correspondiendo el portador de sefial (3a) de forma de
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varilla a la pieza movil (2b) del primer actuador (2).

8. Plataforma elevadora segun al menos una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que el primer
equipo de medida (3) esta dispuesto en el equipo elevador adicionalmente al primer actuador (2), especialmente en
paralelo con éste.

9. Plataforma elevadora segun al menos una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que el equipo de
medida (3) esta dispuesto en el elemento de base (7) de tal manera que se determine un recorrido de traslacion de
un cojinete liso (5a).
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Figura 3
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